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我々は水溶液を真空下でエレクトロスプレーさせることによって発生させた帯電液滴をそのままイオ

ンビームとして利用する手法、真空エレクトロスプレー液滴イオン(V-EDI)の研究を行っている[1,2]。こ

のV-EDIビームを、深さ方向分析のためのスパッタビームとして利用すると、無機有機に関係なく、も

との化学的性質を維持させたままエッチングできることを報告している[3,4]。特に、無機材料と有機材

料の両方から構成される複雑な多層膜でも、V-EDIビームによるスパッタを利用すればX線光電子分光

による深さ方向分析が実現できることを報告しており、V-EDI ビームが有する稀有な特徴といえる。一

方、このような稀有な特徴を有する V-EDI ビームそのもの(帯電液滴のサイズ分布や電荷状態)について

は十分調査できていない。 

そこで本研究では、真空下でエレクトロスプレーを発生させるためのキャピラリーの先端内径が

V-EDIビームに及ぼす影響について調査した。先端内径が 5、10および 15 µmのシリカ製キャピラリー

をV-EDIビーム発生装置のイオン源に設置し、0.01 Mの濃度でトリフルオロ酢酸が含まれるエタノール

水溶液(水：エタノール=4:1)を送液した。このように先端内径が異なるキャピラリーにより発生させた

V-EDIビームを最大 10 kVの加速電圧で加速させたのち、シリコンウェハ上にスピンコート法によって

作成したポリスチレン(PS)薄膜試料に短時間(数 100秒)および長時間(数千から数万秒)照射した。短時間

照射では一定面積にV-EDIが照射される数を十分少なくしており、1つのV-EDIによって発生した衝突

痕を観測できる。短時間照射した PS 試料の表面を原子間力顕微鏡で観測して衝突痕やスパッタ体積を

調査し、長時間照射した試料のスパッタ深さを分光エリプソメーターで調査した。詳細は講演にて報告

する。 
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